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(57)【要約】
【課題】高性能の装置を用いることなく、搬送路上を搬
送されてくる検査基板の精密な画像を得て精度よく検査
すること。
【解決手段】基板外観検査装置１は、基板３３を一定方
向に沿って移動させる搬送ライン２５と、基板３３に対
して照明光を出射する照明部１３と、照明部１３から出
射され基板３３において反射した反射光、または、基板
３３を透過した透過光を受光する撮像部１５と、照明部
１３および撮像部１５を一体的に移動させる駆動部７と
、駆動部７の駆動を制御する制御部１１とを有し、制御
部１１は、駆動部７による照明部１３および撮像部１５
の移動を基板３３の移動方向と同一方向に沿って移動さ
せる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査基板を一定方向に沿って移動させる基板搬送手段と、
　前記検査基板に対して照明光を出射する照明手段と、
　該照明手段から出射され前記検査基板において反射した反射光、または、前記検査基板
を透過した透過光を受光する受光手段と、
　前記照明手段および前記受光手段を一体的に移動させる移動手段と、
　該移動手段の駆動を制御する制御手段と
を有し、
　該制御手段は、前記移動手段による前記照明手段および前記受光手段の移動を前記検査
基板の移動方向と同一方向に沿って移動させる基板外観検査装置。
【請求項２】
　前記基板搬送手段は、前記検査基板を一定の速度で移動させる請求項１に記載の基板外
観検査装置。
【請求項３】
　前記照明手段と前記受光手段とを一体的に構成する検査ユニットと、
　前記検査基板の搬送方向に沿って平行に設けられ、前記検査ユニットの移動を案内する
案内手段と
を有する請求項１または請求項２に記載の基板外観検査装置。
【請求項４】
　前記照明手段がライン照明光源であり、前記受光手段がラインセンサである請求項１か
ら請求項３のいずれかに記載の基板外観検査装置。
【請求項５】
　前記検査基板の搬送速度を検出する速度検出手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記速度検出手段によって検出された前記検査基板の搬送速度に基づ
いて前記移動手段を制御する請求項１から請求項３のいずれかに記載の基板外観検査装置
。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記検査基板に対する前記照明手段および前記受光手段の相対速度を
、前記検査基板の搬送速度より低い定速度となるように制御する請求項１または請求項５
に記載の基板外観検査装置。
【請求項７】
　前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査基板の搬送速度よりも低速度
に設定される請求項６に記載の基板外観検査装置。
【請求項８】
　前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査基板の搬送速度よりも高速度
に設定される請求項６に記載の基板外観検査装置。
【請求項９】
　前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査基板の搬送速度と同一速度に
設定される請求項６に記載の基板外観検査装置。
【請求項１０】
　前記受光手段は、２次元撮像素子を有するカメラである請求項９に記載の基板外観検査
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板外観検査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等に用いられるガラス基板に発生する欠陥等を検査
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する技術として、搬送路上を移動する対象物の静止画像を正確に捉えて検査を行う検査装
置が知られている（特許文献１および特許文献２参照）。
【０００３】
　特許文献１の検査装置は、検査対象物が撮影視野内の所定の位置に達する前に、検査対
象物の位置と到達所要時間を求めることにより、撮影所定位置において瞬時の撮影で正確
な画像を得て、正確な検査を行うようになっている。
　また、特許文献２の検査装置は、ライン状の撮像素子により構成された撮像手段と撮影
対象物とを直交する方向に移動させ、撮像されたライン状の画像から全体画像を作成する
ことにより、対象物の検査を行うようになっている。
【特許文献１】特開平８－３１３４５４号公報
【特許文献２】特開平１０－２６０１３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上述のような製造工程・検査工程におけるインラインの各種製造装置や検査装
置においては、さらなる工程時間を短縮し検査効率を向上させることが望まれている。
　しかしながら、上述のような特許文献１および特許文献２の検査装置では、撮像対象物
の搬送速度をさらに高速とした場合に、撮影対象物の良好な画像を得るためには、感度の
高いカメラや高速で画像信号の処理を行えるシステム等が必要となってしまう。
　また、撮影対象物の画像を明るくてノイズの少ない画像として取得するためには、高感
度の明るい照明を無駄なく撮像範囲に照射できる照明装置等も必要となってしまう。
【０００５】
　このような不都合は、検査対象物が移動する搬送路のスピードが速くなればなるほど、
また、検査対象物の検査画像の正確さを追求すればするほど、システムや照明装置に要求
される条件が厳しくなる。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、高価で高性能の装置を用い
ることなく、搬送路上を搬送されてくる搬送基板の鮮明な画像をより安価な構成で得て、
精度よく検査することができる基板外観検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明は、検査基板を一定方向に沿って移動させる基板搬送手段と、前記検査基板に対
して照明光を出射する照明手段と、該照明手段から出射され前記検査基板において反射し
た反射光、または、前記検査基板を透過した透過光を受光する受光手段と、前記照明手段
および前記受光手段を一体的に移動させる移動手段と、該移動手段の駆動を制御する制御
手段とを有し、該制御手段は、前記移動手段による前記照明手段および前記受光手段の移
動を前記検査基板の移動方向と同一方向に沿って移動させる基板外観検査装置を提供する
。
【０００８】
　本発明によれば、基板搬送手段の作動により移動させられる検査基板に対して、照明手
段の作動により照明光が出射され、その反射光または透過光が受光手段により受光される
。
　この場合に、移動手段の作動により、照明手段および受光手段が一体的に移動させられ
るとともに、制御部の作動により、照明手段および受光手段が検査基板の移動方向と同一
方向に沿って移動させられるので、検査基板に対する照明手段および受光手段の相対速度
を小さくすることができる。
【０００９】
　したがって、検査基板、または、照明手段および受光手段のいずれかを停止して撮像す
る場合に比べて、検査基板の全面にわたって高解像度の画像を得ることができ、検査基板
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を良好に検査することができる。これにより、例えば、撮影手段のシャッタスピードを遅
くしても、反射光または透過光をブレなく撮影することができ、かつ、鮮明な画像を得る
ことが可能となる。また、検査基板を搬送しながら検査を行うことができ、検査基板の搬
送に要する時間を有効利用して、タクトタイムを短縮することができる。
【００１０】
　上記発明においては、前記基板搬送手段は、前記検査基板を一定の速度で移動させるこ
としてもよい。
　このように構成することで、ブレの少ない鮮明な画像を得やすく、検査の精度を向上さ
せることができる。
【００１１】
　また、上記発明においては、前記照明手段と前記受光手段とを一体的に構成する検査ユ
ニットと、前記検査基板の搬送方向に沿って平行に設けられ、前記検査ユニットの移動を
案内する案内手段とを有することとしてもよい。
【００１２】
　このように構成することで、検査ユニットにより照明手段と受光手段との位置関係を安
定させて、受光手段による照明手段からの照明光の受光を精度よく行うことができる。ま
た、案内手段により照明手段および受光手段が検査基板の搬送方向に沿って案内されるの
で、照明手段および受光手段を検査基板と同一方向に容易かつ正確に移動させることがで
きる。
【００１３】
　また、上記発明においては、前記照明手段がライン照明光源であり、前記受光手段がラ
インセンサであることとしてもよい。
　このように構成することで、ライン照明光源により検査基板の移動方向に直交する線状
の照明光を検査基板に照射し、ラインセンサによりその線状の照明光を受光するだけで、
照明手段および受光手段を検査基板の搬送方向の幅方向に走査しなくても、搬送中の検査
基板をその全面にわたり効率よく撮像することができる。
【００１４】
　また、上記発明においては、前記検査基板の搬送速度を検出する速度検出手段をさらに
有し、前記制御手段は、前記速度検出手段によって検出された前記検査基板の搬送速度に
基づいて前記移動手段を制御することとしてもよい。
【００１５】
　このように構成することで、検査基板の搬送速度が変化しても、速度検出手段によりそ
の搬送速度が検出されて、制御手段の作動により照明手段および撮影手段の移動速度が変
更されるので、検査基板に対する照明手段および受光手段の相対速度を任意に制御するこ
とができる。これにより、検査基板の搬送速度を低下させなくても、撮像手段の撮像条件
や検査基板の欠陥の大きさに応じて相対速度を調整することができ、タクトタイムを効果
的に短縮することができる。
【００１６】
　また、上記発明においては、前記制御手段は、前記検査基板に対する前記照明手段およ
び前記受光手段の相対速度を、前記検査基板の搬送速度より低い定速度となるように制御
することとしてもよい。
　このように構成することで、制御手段の作動により、検査基板に対する照明手段および
受光手段の相対速度が常に定速度に維持されるので、検査基板の搬送速度が変化しても鮮
明な画像を得ることができる。
【００１７】
　また、上記発明においては、前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査
基板の搬送速度よりも低速度に設定されることとしてもよい。
　このように構成することで、照明手段および受光手段を停止して検査基板を検査する場
合に比べて、受光手段の性能を下げても鮮明な画像を得ることができる。
【００１８】
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　また、上記発明においては、前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査
基板の搬送速度よりも高速度に設定されることとしてもよい。
　このように構成することで、一旦照明手段および前記受光手段を通過させて検査基板を
検査した後に、照明手段および受光手段を高速度に変更して検査基板の前方に移動させる
ことにより、同一の検査基板を再度撮像することができる。これにより、例えば、１度目
の撮像で欠陥が検出された検査基板を、改めて高感度の撮像条件で撮像することができ、
欠陥部分の検査をより精度よく行うことができる。
【００１９】
　また、上記発明においては、前記照明手段および前記受光手段の移動速度は、前記検査
基板の搬送速度と同一速度に設定されることとしてもよい。
　このように構成することで、照明手段および受光手段に対して、検査基板を相対的に静
止した状態で撮像することができる。したがって、高性能の受光手段を用いなくても、検
査基板の検査したい箇所をより精密に検査することができる。
【００２０】
　また、上記発明においては、前記受光手段は、２次元撮像素子を有するカメラであるこ
ととしてもよい。
　このように構成することで、検査基板の２次元的な画像を取得し、より迅速に広範囲に
わたる検査基板の検査を行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、高性能の装置を用いることなく、搬送路上を搬送されてくる検査基板
の鮮明な画像を得て精度よく検査することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る基板外観検査装置について、図面を参照して説明
する。
　本実施形態に係る基板外観検査装置１は、例えば、図６に示すような複数のローラ２１
で構成されるコンベア２３を備える基板搬送路（基板搬送手段。以下、「搬送ライン」と
称する。）２５上、または、図７に示すような複数の噴出孔２７を有する浮上プレート２
９を備える搬送ライン３１上を搬送されてくる基板（検査基板）３３の表面を検査するた
めの装置である。
【００２３】
　基板外観検査装置１は、図１および図２に示すように、基板３３を製造する製造装置間
を連結する搬送ライン２５と、該搬送ライン２５上を所定の搬送速度で搬送されてくる基
板３３の表面の外観を検査する検査装置ユニット（検査ユニット）３と、該検査装置ユニ
ット３を搭載する例えばリニアガイドやローラガイド等で構成されるガイド（案内手段）
５と、該ガイド５に沿って検査装置ユニット３を搬送ライン２５の搬送方向に移動させる
例えばリニアモータ等の直線駆動機構からなる駆動部（移動手段）７と、基板３３の搬送
速度を検出する速度検出部（速度検出手段）９と、駆動部７を制御する制御部（制御手段
）１１とを備えている。
【００２４】
　検査装置ユニット３は、基板３３の表面に照射する照明光を発生する照明部（照明手段
）１３と、該照明部１３から発せられ基板３３の表面で反射した反射光を撮影する撮像部
（受光手段）１５とを備えている。
　照明部１３は、例えば、基板３３の搬送方向と直交する線状の照明光を照射するライン
照明光源である。照明部１３は、搬送ライン２５の上方で、後述する撮像部１５との所定
の位置関係となるように設けられ、基板３３の表面に対して照明光の光軸が所定の傾斜角
度に傾けて配置されている。
【００２５】
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　撮像部１５は、例えば、１次元配列された複数の画素を有するラインセンサで構成され
るが、これ以外にも、２次元配列された例えばＣＣＤやＣＭＯＳ等の受光素子を有するカ
メラで構成されているも構わない。撮像部１５は、搬送ライン２５の上方に位置するよう
に設けられ、複数の画素が搬送ライン２５上の基板３３の表面に対して、その光軸を所定
の傾斜角度に傾けるとともに、照明部１３による照明範囲の中心に光軸を一致させるよう
に配置されている。
【００２６】
　照明部１３と撮像部１５の位置関係とは、基板３３の面上での垂線に対して、照明光の
入射角と、撮像部１５が撮像する反射光の反射角とが同じ配置となって干渉光を撮像する
ような位置関係、または、入射角と反射角とが異なる配置となって散乱光、回折光を撮像
するような位置関係である。これにより、撮像部１５は、搬送ライン２５上で搬送される
基板３３のラインスキャン画像を逐次取得するようになっている。
【００２７】
　ガイド５は、搬送ライン２５の搬送方向に沿って平行に一対に設置されている。検査装
置ユニット３は、駆動部７の駆動力により一対のガイド５上を走行し、照明部１３からの
照明光が各ガイド５の間を通して基板３３に照射され、基板３３の表面からの反射光が貫
通孔５ａを通過して撮像部１５に撮影されるようになっている。
【００２８】
　駆動部７は、検査装置ユニット３を支持する本体部に設けられたリニアモータの稼動電
磁石を構成する図示しないスライダと、スライダを走行駆動させる固定電磁石を構成する
ガイド５とを備えるリニアモータからなる。ガイド５側の固定電磁石を順次レールに沿っ
て駆動することにより、検査装置ユニット３側の稼動電磁石と固定電磁石との作用によっ
て、検査装置ユニット３をガイドに沿って任意の速度で走行させることができる。
　速度検出装置９は、搬送ライン２５上を搬送される基板３３の速度を検出し、検出した
基板３３の基板速度信号を制御部１１に出力するようになっている。
【００２９】
　このように構成された本実施形態に係る基板外観検査装置１の作用について説明する。
　本実施形態に係る基板外観検査装置１により、搬送ライン２５上を搬送される基板３３
を検査するには、まず、搬送ライン２５の基板搬入側近傍に検査装置ユニット３を配置す
る。
　続いて、速度検出装置９の作動により、基板３３が基板外観検査装置１の下方に到達す
る前に、搬送ライン２５上の基板３３の搬送速度が検出され、基板速度信号が制御部１１
に出力される。
【００３０】
　制御部１１は、図３に示すように、基板３３が基板外観検査装置１の下方に位置したと
きに、検査装置ユニット３が基板３３の移動方向と同一方向に走行するように駆動部７を
制御する。このとき、検査装置ユニット３の移動速度ＳＳ（ＳＳ＞０）が基板３３の搬送
速度Ｓ（Ｓ＞０）よりも小さくなるように駆動部７を制御する。
【００３１】
　これにより、検査装置ユニット３は、移動中の基板３３に対し、相対速度Ｔ１（Ｔ１＝
Ｓ－ＳＳ）で基板３３の搬送方向に沿って走査することになる。すなわち、相対速度Ｔ１
は、基板３３に対する検査装置ユニット３の走査速度に相当する。なお、図中、符号Ａは
、基板３３上における検出位置を示している。
【００３２】
　基板３３に対する検査装置ユニット３の相対速度を低減させることにより、すなわち、
相対速度Ｔ１に制御することにより、撮像部１５の撮像条件に合わせて、基板３３に対す
る検査装置ユニット３の相対速度Ｔ１を調整することができる。
【００３３】
　検査装置ユニット３により基板３３上の欠陥が検出された場合、その欠陥をさらに高解
像度で撮像するために、検査装置ユニット３の移動速度を基板３３の搬送速度より高め、
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検査装置ユニット３を欠陥の検出開始位置まで戻す。この場合、制御部１１は、欠陥の検
出された位置と基板３３の搬送速度などのデータに基づいて、検出装置ユニット３の検査
ポイントが搬送中の基板３３の欠陥位置に到達する速度と時間を求め、検査装置ユニット
３の検査ポイントが欠陥よりも搬送方向の若干前方に位置するように検査装置ユニット３
を移動させる。この後、制御部１１は、基板３３に対する検査装置ユニット３の相対速度
が最初に設定した相対速度よりも遅くなるように、検査装置ユニット３の移動速度を調整
する。
【００３４】
　この結果、撮像部１５によって基板３３の搬送速度よりも遅い相対速度Ｔ１でスキャン
画像が逐次取得されることで、基板３３の全面にわたり高解像度の画像を得ることができ
、基板３３を良好に検査することができる。また、高解像度の画像を取得するために基板
３３の搬送速度を下げる必要がないので、検査工程における検査効率を低下させることが
ない。また、欠陥が検出された場合に、撮像条件によっては、基板３３に対する検査装置
ユニット３の相対速度Ｔ１をさらに遅くすることで撮像部１５の解像度を高め、微小な欠
陥を良好に撮影することもできる。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態に係る基板外観検査装置１によれば、基板３３に対す
る検査装置ユニット３の相対速度を撮像部１５の撮像条件に合わせて任意に調整できるよ
うにしたので、例えば、撮像部１５の撮像条件であるシャッタスピードを遅くしても、シ
ャッタスピードに適した相対速度となるように検査装置ユニット３の移動速度に調整する
ことで、基板３３の表面において反射される反射光をブレなく撮影することができる。
【００３６】
　また、制御部１１によって検査装置ユニット３の速度を変更することで、基板３３に対
する検査装置ユニット３の相対速度を任意に制御することができる。したがって、撮像部
１５の撮像条件や欠陥の大きさに応じて相対速度を調整することにより、基板３３の搬送
速度を低下させることなく、基板３３表面の鮮明な画像を得て精度のよい検査を行うこと
ができる。
【００３７】
　なお、本実施形態は、以下のように変形することができる。
　例えば、本実施形態においては、制御部１１は、基板３３に対する検査装置ユニット３
の相対速度（走査速度）が小さくなるように、基板３３の搬送速度よりも小さい移動速度
で検査装置ユニット３を駆動させることとしたが、検査装置ユニット３の移動速度を基板
３３の搬送速度よりも高めることで、基板３３に対する走査方向を逆転させてもよい。
【００３８】
　また、本実施形態では、検査装置ユニット３の移動方向を基板３３の移動方向と同一方
向にしているが、基板３３の搬送速度に応じて、基板３３の搬送速度が低速である場合に
は、検査装置ユニット３の移動方向を基板３３の移動方向とは逆方向に移動させ、基板３
３に対する走査方向を逆にしたとしても構わない。このような場合には、検査装置ユニッ
ト３の速度に比して検査装置ユニット３の移動範囲を小さくできることから、ガイド５の
長さをより短くすることができる。
【００３９】
　また、図４に示すように、検査装置ユニット３の移動速度ＳＳを基板３３の搬送速度Ｓ
と同一（ＳＳ＝Ｓ）になるように、駆動部７を制御することとしてもよい。この場合、撮
像部１５として、前述した２次元センサを使ったカメラ等を用いた場合に効果的で、相対
的に静止した状態で基板３３の所定領域を取得できる。さらに、得られた画像から検出さ
れた欠陥を所定時間追跡した状態でモニタ上に静止画として表示し続けることができる。
【００４０】
　また、基板３３上における検出位置Ａは、基板３３の搬送速度に対して検査装置ユニッ
ト３の移動速度を同速度調整した場合、常に検査装置ユニット３に捉えられているので、
基板３３を静止した場合と同じ条件で基板３３の表面を撮像することができる。したがっ
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て、撮像部１５による撮像時間を長くすることができるとともに、画像の画像ブレがなく
、基板３３の表面の検査したい欠陥箇所を高精度かつ高解像度で撮像でき、より精密な検
査を行うことができる。
【００４１】
　また、例えば、本実施形態においては、撮像部１５としてラインセンサを採用すること
としたが、上述のようにＣＣＤ等の２次元撮像素子を用いたカメラを採用してもよい。こ
の場合には、複数のカメラを基板搬送路の幅方向に並べて、各カメラを搬送方向に一体的
に移動させることが望ましい。
【００４２】
　また、例えば、本実施形態においては、検査装置ユニット３を基板３３の上方に設ける
こととしたが、これに代えて、検査装置ユニット３を基板３３の下方に設けることとして
もよい。
　また、例えば、本実施形態においては、撮像部１５が、基板３３の表面において反射す
る反射光を撮影することとしたが、これに代えて、図５に示すように、撮像部１５を基板
３３の下方に位置するように配置し、基板３３を透過した透過光を撮像部１５に撮影させ
ることとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動検査装置の概略構成図である。
【図２】図1の移動検査装置の制御部周りを示したブロック図である。
【図３】図1の移動検査装置の検査装置ユニットの移動と、基板の搬送の関係を示した図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態の変形例に係る移動検査装置の検査装置ユニットの移動
と基板の搬送の関係を示した図である。
【図５】本発明の第１の実施形態の変形例に係る移動検査装置の照明部と撮像部の位置関
係を示した図である。
【図６】浮上プレートを備える基板搬送ラインを示した図である。
【図７】コンベアを備える基板搬送ラインを示した図である。
【符号の説明】
【００４４】
１　基板外観検査装置
７　駆動部（移動手段）
１１　制御部（制御手段）
１３　照明部（照明手段）
１５　撮像部（受光手段）
２５　搬送ライン（基板搬送手段）
３３　基板（検査基板）
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